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Inrichting voor het bewerken van ten minste een optische schijf alsmede een der^elgs^e _^ 
werkwijze 

"8. 07. 2002 

@ 

De uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het bewerken van ten 
minste een optische schijf die twee hoofdvlakken en een de hoofdvlakken verbindende 
omtrekrand omvat, welke inrichting ten minste is voorzien van een laadmechanisme. 

De uitvinding heeft verder betrekking op een werkwijze voor het bewerken 
van ten minste een optische schijf die twee hoofdvlakken en een de hoofdvlakken 
verbindaide omtrekrand omvat, waarbij de optische schijf in een laadmechanisme 
omvattende inrichting wordt gebracht. 

Een dergelijke imichting en werkwijze voor het bewerken van een optische 
schijf zijnbekend uit het Amerikaanse octrooi US-A-4.802,155. De bekende imichting is 
voorzien van een laadmechanisme, waarin een optische schijf wordt geladen. De optische 
schijf is voorzien van twee hoofdvlakken en een de hoofdvlakken verbindende omtrelaand. 
Het laadmechanisme is voorzien van een klemmiddel met behulp waarvan de optische schijf 
op de hoofdvlakken wordt aangegrepen. Met behulp van het klemmiddel wordt de optische 
schijf in het laadmechanisme gebracht en van daaruit naar een bewerkingsinrichting, waarin 
een schrijf- of uitleesmrichting is gelegen, verplaatst 

De bekende inrichting heeft als nadeel dat er op de hoofdvlakken van de 
optische schijf oppervlakte beschikbaar dient te zijn waar het klemmiddel op de 
hoofdvlakken van de optische schijf op kan aangrijpen. Dit oppervlakte dient bij voorkeur 
buiten een gebied van het hoofdoppervlak te zijn gelegen waarop data schrijfbaar of leesbaar 
. is om beschadiging van de op het hoofdoppervlak gelegen data te voorkomen. 

De uitvmding beoogt een inrichting te verschaffen waarbij met behulp van het 
laadmechanisme de optische schijf verplaatsbaar is, terwijl het door het laadmechanisme aan 
te raken oppervlak van de hoofdvlakken minimaal is. 

Dit doel wordt bij de inrichting volgens de viitvinding bereikt doordat het 
laadmechanisme is voorzien van middelen, die in bedrijf bevestigbaar zijn tegen ten minste 
twee op afstand van elkaar gelegen posities op de omtrekrand van de m het laadmechanisme 

positioneerbare optische schijf. 

Een voordeel van het bevestigen op de omtrekrand van de optische schijf is dat 
de hoofdvlakken van de optische schijf niet of nagenoeg niet door de middelen van het 
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laadmechanisme worden aangeraakt. Hierdoor kan nagenoeg het gehele oppervlak van het 
hoofdvlak van de substraatlaag als een datalaag dienen. Bovendien is bij een optische schijf 
met een relatief kleine diameter de relatief grote omtrekrand zeer geschikt om de schijf aan te 
grijpen op een stabiele wijze zonder dat de schijf gaat kantelen of iets dergelijks. 

Een uitvoeringsvorm van de iorichting volgens de uitvinding wordt 
gekenmerkt doordat de optische schijf is voorzien van een substraatlaag en een beschennende 
plaat die elk twee hoofdvlakken en een de hoofdvlakken verbindende omtrekrand omvatten, 
waarbij het laadmechanisme is voorzien van ten minste een U-voimige bonder, waarbij de U- 
vormige houder twee benen en een de benen verbindende brag omvat, waarbij de benen van 
de houder in bedrijf tegen ten minste twee op afstand van elkaar gelegen posities van de 
omtrekrand van de in het laadmechanisme positioneerbare substraatlaag of van de 
beschennende plaat bevestigbaar zijn. 

Een dergelijke U-vormige houder is reladef eenvoudig van opbouw, waarbij 
met behulp van de U-vormige houder relatief snel de beschennende plaat en de substraatlaag 
van elkaar kunnen worden gescheiden, waardoor het door de beschermende plaat 
afgeschermde hoofdvlak van de substraatlaag toegankelijk wordt voor een 
bewarkingsinrichting zoals een lees- of schrijfinrichtiag. 

Een verdere uitvoeringsvorm van de inrichting volgens de uitvinding wordt 
gekenmerkt doordat het laadmechanisme is voorzien van twee U-vormige bonders, waarbij 
de benen van een eerste U-vormige houder in bedrijf bevestigbaar zijn tegen de omtrelorand 
van de beschermende plaat en de benen van een tweede U-vormige houder in bedrijf 
bevestigbaar zijn tegen de omtrekrand van de substraatlaag, waarbij de braggen van de twee 
U-vormige bonders schamierbaar met elkaar zijn verbonden om een zich evenwijdig aan de 
bmggen uitstrekkende schamieras. 

Een voordeel van een dergelijke uitvoermgsvorm is dat de beschermende plaat 
en de substraatlaag beide stevig met behulp van de U-vormige bonders kunnen worden 
aangegrepen en op een snelle relatief eenvoudige wijze van eUcaar kvmnen worden 
gescheiden, waarbij het contact tussen de beschermende plaat en de substraatlaag relatief snel 
wordt verbroken. 

Een nog verdere uitvoeringsvorm van de inrichting volgens de uitvinding 
wordt gekemnerlct.doordat het laadmechanisme is voorzien van twee U-vormige houders, 
waarbij ds benen van een eerste U-voi-mige houder in badrijf bevestigbaar sijn tegen dc 
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de twee U-vormige houders zwenkbaar zijn om een zich dwars op de braggen uitstrekkende 
zwenkas. 

Een voordeel van een dergelijke uitvoeringsvonn is dat op relatief eenvoudige 
wijze de substraatlaag en de beschennende plaat van elkaar kunnen worden gescheiden. 
5 Doordat de substraatlaag en/of de beschennende plaat in een vlak evenwijdig aan de 
hoofdvlakken worden verplaatst, kan de inrichting relatief compact zijn uitgevoerd. 
Bovendien kan door eerst minimaal te schamieren, waardoor het contact tussen substraatlaag 
en beschennende plaat wordt verbroken, en daama te zwenken de beschennende plaat zonder 
wrijving tussen de beschennende plaat en de substraatlaag van het hoofdvlak van de 
1 0 substraatlaag worden verwijderd. 

Een andere uitvoeringsvonn van de inrichting volgens de uitvinding wordt 
gekenmerkt doordat de optische schijf is voorzien van een substraatlaag en een beschennende 
plaat, waarbij de substraatlaag twee hoofdvlakken en een de hoofdvlakken verbindende 
omtrekrand omvat, waarbij het laadmechanisme is voorzien van ten minste twee roUen, een 
15 om de roUen been gelegen eindloze band, en een geleidingselement, waarbij in bedrijf de 
omtrekrand van de in het laadmechanisme positioneerbare substraatlaag positioneerbaar is 
tussen het geleidingselement en de eindloze band. 

Een voordeel van een dergeUjke uitvoeringsvonn is dat de substraatlaag op 
eenvoudige en compacte manier door middel van een translerende verplaatsing van de 
20 beschennende plaat wordt gescheiden. 

De uitvinding beoogt tevens een werkwijze te verschaffen waarmee de nadelen 
van de bekende werkwijze worden vermeden. 

Dit doel wordt bij de werkwijze volgens de uitvinding bereikt doordat in het 
laadmechanisme gelegen middelen worden bevestigd tegen ten minste twee op afstand van 
25 elkaar gelegen posities op de omtrekrand van de optische schijf met behulp waarvan de 
optische schijf in en mt het laadmechanisme wordt gepositioneerd. 

Een voordeel van een dergelijke werkwijze is dat de optische schijf wordt 
vastgepakt waarbij de hoofdvlakken van de optische schijf nagenoeg niet behoeven te worden 
aangeraakt. 

30 Een andere werkwijze volgens de xiitvinding wordt gekeimaerkt doordat de 

optische schijf is voorzien van een substraatlaag en een beschennende plaat die elk twee 
hoofdvlakken en een de hoofdvlaldcen verbindende omtrekrand omvatten, waarbij het 
laadmechanisme is voorzien van middelen die tegen ten minste twee op afstand van elkaar 
gelegen posities van de omtrekrand van de substraatlaag of van de beschermende plaat 
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worden bevestigd, waama met behulp van de middelen de beschermende plaat en de 
substraatlaag van elkaar wordt gescheiden* 

Een voordeel van een dergelijke werkwijze is dat de optische schijf op een 
relatief eenvoudige wijze in het laadmechanisme wordt gepositioneerd. Bovendien wordt de 
5 beschermende plaat met behulp van de middelen van de substraatlaag gescheiden, waardoor 
de in het door de beschermende plaat afgeschermde hoofdvlak van de substraatlaag 
toegankelijk wordt voor een bewerkingsinrichting. 

Een nog andere werkwijze volgens de mtvinding wordt gekenmerkt doordat 
met behulp van de middelen de beschermende plaat om een zich evenwijdig aan de 
10 hoofdvlakken uitstrekkende schamier-as ten opzichte van de substraatlaag wordt 
geschamierd* 

Een voordeel van een dergelijke uitvoeringsvorm is dat de beschermende plaat 
en de substraatlaag efficient en op een snelle relatief eravoudige wijze kunnen worden 
gescheiden, waarbij het contact tussen de beschermende plaat en de substraatlaag relatief snel 
1 5 wordt verbroken. 

Een verdere werkwijze volgens de uitvinding wordt gekenmerkt doordat met 
behulp van de middelen de beschermende plaat om een zich dwars aan de hoofdvlakken 
uitstrekkende zwenk-as ten opzichte van de substraatlaag wordt gezwenkt. 

Een voordeel van een dergelijke werkwijze is dat het scheiden van de 
20 beschermende plaat van de substraatlaag door middel van een roterende beweging rondom 
een zwenkas relatief eenvoudig is. 

Een nog verdere werkwijze volgens de uitvinding wordt gekeimierkt doordat 
met behulp van de middelen de substraatlaag ten opzichte van de beschermende plaat in een 
zich evenwijdig aan de hoofdvlaldcen uitstrekkende richting wordt verplaatst. 
25 Een voordeel van een dergelijke werkwijze is dat op compacte manier de 

substraatlaag ten opzichte van de beschermende plaat kan worden gescheiden. 

De uitvinding zal nader worden toegelicht aan de hand van de bijgevoegde 
tekeningen waarin: 

figuur 1 een schematische dwarsdoorsnede toont van een eerste 
30 uitvoeringsvorm van een optische schijf, 

figuur 2 een perspectivisch zijaanzicht toont van een twecde uitvoeringsvorm 
van een optische schij£ 
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figuiir 3 a een schemadsch bovenaanzicht en figur en 3b en 3 c 

dwarsdoorsneden tonen van een eerste nitvoeringsvorm van een in een inrichting gelegen 

laadmechanisme volgens de uitvinding, 

figuxar 4 een schematische bovenaanzicht toont van de in figuren 3a-3c 
5 getoonde nitvoeringsvorm van een in een inrichting gelegen laadmechanisme volgens de 

uitvinding, in een andere positie, 

figuur 5a en 5b een schematische bovenaanzicht respectievelijk zijaanzicht 

tonen van een tweede nitvoeringsvorm van een in een inrichting gelegen laadmechanisme 

volgens de uitvinding. 

10 In de figuren zijn overeenkomende onderdelen voorzien van eenzelfde 

verwijzingscijfer. 

Figuur 1 toont een schematische dwarsdoorsnede van een eerste 
nitvoeringsvorm van een optische schijf 1 . De optische schijf 1 omvat een substraatlaag 2 en 
een losneembare daarmee koppelbare, beschermende plaat 3. De cirkelvormige substraatlaag 

15 2 omvat een steunplaat 4, een daarmee verbonden registratielaag 5 en een aan een van de* 
stexmplaat 4 afgekeerde zijde van de registratielaag 5, met de registratielaag 5 verbonden 
deklaag 6. De ten opzichte van de steunplaat 4 dxmne deklaag 6 is vervaardigd van een voor 
een uitlees- of beschrijfmedivim transparant materiaal. De steunplaat 4 is vervaardigd van een 
hard materiaal, bijvoorbeeld metaal of kunststof. In de stevinplaat 4 is in het midden een 

20 magneet 9 gelegen. 

Tegenover de substraatlaag 2 is aan de van de steunplaat 4 afgelegen zijde een 
beschermende plaat 3 gelegen, die losneembaar bevestigbaar is aan de substraatlaag 2. In het 
middengedeelte van de beschermende plaat 3 is een magneet 10 gelegen. 

De functie van de beschermende plaat 3 zal nu kort worden toegelicht. Ter 

25 bescherming van de registratielaag 5 wordt vanaf de zijde van de deklaag 6 de beschermende 
plaat 3 vanuit de met doorgetrokken lijnen weergegeven positie naar de met stippellijnen 
weergegeven positie van de beschermende plaat 3' gebracht, alwaar de beschermende plaat 3' 
door middel van de magneten 9,10 losneembaar met de steunplaat 4 wordt bevestigd. De 
beschermende plaat 3 wordt door middel van magneten 9,10 zowel gepositioneerd als 

30 vastgehouden op de substraatlaag 2. 

De substraatlaag 2 is voorzien van twee door de steunplaat 4 en de deklaag 6 
gevormde hoofdvlakken 1 1 en een de hoofdvlakken 1 1 verbindende omtreksrand 12. De 
beschermende plaat 3 is voorzien van twee hoofdvlakken 13 en een de hoofdvlakken 13 
verbindende omtreksrand 14. 
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Figuur 2 toont een perspectivisch zijaanzicht van een tweede idtvoeringsvorm 
van een optische schijf 1 . In deze uitvoeringsvonn omvat de optische schijf 1 een 
hoesvormige beschermende plaat 3 en een substraatlaag 2. De substraatlaag 2 omvat dezelfde 
opbouw als in figuxir L De hoesvormige beschermende plaat 3 omvat een magneet 10. De 
5 substraatlaag 2 wordt ter bescherming in bet hoesvormige beschermende plaat 3 geschoven. 
Door middel van de hoesvormige beschermende plaat 3 wordt de substraatlaag 2 nagenoeg 
volledig omsloten en beschermd. 

Fig. 3a-3c en fig. 4 tonen aanzichten van een uitvoeringsvorm van een in een 
inrichting gelegen laadmechanisme 30 volgens de uitvinding, waarin een optische schijf 1 is 

10 gepositioneerd. Het laadmechanisme 30 omvat twee U-vormige houders 3 1 , 32 die elk twee 
benen 33, 34 en een de benen 33, 34 omvattende brag 36, 37 omvat 

De U-vormige houder 3 1 is zwenkbaar om een zich dwars op de brag 36 
uitstrekkende zwenkas 35 terwijl de U-vormige houder 32 schamierbaar is om een zich 
evenwijdig aan de brag 37 uitstrekkende schamieras 40. 

15 De werking van het laadmechanisme 30 zal nu beknopt worden toegelicht. 

Een optische schijf 1 wordt handmatig in de door pijl PI aangegeven richting tussen de benen 
33, 34 van de U-vormige houder 31, 32 geschoven waarbij de omtreksrand 12 van de 
substraatlaag 2 tussen de benen 33 van de U-vormige houder 3 1 wordt geklemd, terwijl 
tegelijkertijd de omtreksrand 14 van de beschermende plaat 3 door de benen 34 van de U- 

20 vormige houder 32 wordt aangegrepen. Vanuit de in fig. 3a weergegeven positie wordt de U- 
vormige houder 32 in de door pijl P2 aangegeven richting om de schamieras 40 gezwenkt 
(fig. 3c), waama de U-vormige houder 3 1 met de daarin gelegen substraatlaag 2 om de 
zwenkas 35 in de door pijl P3 aangegeven richting wordt gezwenkt naar de in fig. 4 
weergegeven positie. In deze positie kan ofwel de substraatlaag 2 direct met behulp van 

25 schrijf- en/of leesmiddelen worden beschreven respectievelijk uitgelezen ofivel met behulp 
van middelen (niet weergegeven) in de door pijl P4 aangegeven richting uit de U-vormige 
houder 31 worden geschoven voor verdere bewerking. 

Figuxir 5a en 5b tonen een boven- en zijaanzicht van een tweede 
uitvoeringsvorm van een in een inrichting gelegen laadmechanisme 50. Het laadmechanisme 

30 50 is voorzien van twee rollen 51,52, een om de rollen 5 1 , 52 been gelegen eindloze band 
53. Het laadmechanisme 50 is verder voorzien van een zich op afstand van, evenwijdig aan 
de eindloze band 53 uitstrei±end geleidingselemenL 54. In hefc laadmechanisme 50 wordt de 
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De hoesvormige beschermende plaat 3 omvat een in de omtreksrand 14 
gelegen sleufvoimige uitsparing 57 waar de substraatlaag 2 zich gedeeltelijk doorheen 
uitstrekt. 

De werking van het laadmechanisme 50 zal nu beknopt worden toegelicht. De 
optische schijf 1 wordt in de door pijl PI aangegeven richting in het laadmechanisme 50 
geschoven totdat de hoesvonnige beschermende plaat 3 tegen een aanslag (niet weergegeven) 
aan is gelegen. Hierbij bevindt de uitsparing 57 zich tegenover de rol 52, waarbij de over de 
rollen 51, 52 heengeslagen band 53 aanligt tegen de omtreksrand 12 van de in de 
beschermende plaat 3 gelegen substraatlaag 2. De substraatlaag 2 ligt verder aan tegen een 
tegenover de van de uitsparing 57 afgelegen wand van de hoesvormige beschermende plaat 3. 
Vervolgens worden de rollen 5 1 , 52 aangedreven in de door pijl P5 aangegeven richting 
waardoor de band 53 in de door pijl P6 aangegeven richting wordt verplaatst. Hierdoor zal de 
substraatlaag 2 in de door pijl P7 aangegeven richting gaan roteren en uit de hoesvormige 
beschermende plaat 3 worden gerold. Nadat de substraatlaag 2 gedeeltelijk uit de 
beschermende plaat 3 is geraakt, zal de omtreksrand 12 van de substraatlaag 2 in aanraking 
komen met het geleidingselement 54 en hierover worden afgerold. 

Zowel bij het laadmechanisme 30 als het laadmechanisme 50 zal dmdelijk zijn 
dat het weer in contact brengen van de substraatlaag 2 met de beschermende plaat 3 eveneens 
met behulp van het laadmechanisme kan worden uitgevoerd 

Het laadmechanisme 30, 50 is in een inrichting gelegen die bijvoorbeeld kan 
zijn voorzien van een schrij f- en/of leesunit 

Het is ook mogelijk om het laadmechanisme 30 enkel te voorzien van een 
zwenkas 35 of een schamieras 40. 

Het is ook mogelijk om het laadmechanisme 50 aan weerszijden van de 
substraatlaag 2 te voorzien van om rollen gelegen eindloze banden, waarbij de substraatlaag 2 
door middel van een translerende verplaatsing uit de hoesvormige beschermende plaat 3 
wordt geschoven. 

Het is ook mogelijk om in plaats van de substraatlaag 2 in de door pijl P4 
aangegeven richting te verplaatsen, de benen 33 enigszias uit elkaar te verplaatsen, waama de 
substraatlaag 2 tussen de benen 33 kan worden geroteerd. 
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1 . Inrichting voor het bewerken van ten minste een optische schijf die twee 
hoofdvlaldcen en een de hoofdvlakken verbindende omtrekrand omvat, welke inrichting ten 
minste is voorzien van een laadmechanisme, met het kenmerk, dat het laadmechanisme is 
voorzien van middelen, die in bedrijf bevestigbaar zijn tegen ten minste tweo op afstand van 

5 elkaar gelegen posities op de omtrekrand van de in het laadmechanisme positioneerbare 
optische schijf. 

2. Inrichting volgens conclusie 1 , met het kenmerk, dat de optische schijf is 
voorzien van een substraatlaag en een beschennende plaat die elk twee hoofdvlakken en een 

1 0 de hoofdvlakken verbindende omtrekrand omvatten, waarbij het laadmechanisme is voorzien 
van ten minste een U-vormige bonder, waarbij de U-vormige bonder twee benen en een de 
benen verbindende brug omvat, waarbij de benen van de houder in bedrijf tegen ten minste 
twee op afstand van elkaar gelegen posities van de omtrekrand van de in het laadmechanisme 
positioneerbare substraatleiag of van de beschermende plaat bevestigbaar zijn, 

15 

3 . Inrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat het laadmechanisme is 
voorzien van twee U-vormige bonders, waarbij de benen van een eerste U-vormige houder in 
bedrijf bevestigbaar zijn tegen de omtrekrand van de beschermende plaat en de benen van 
een tweede U-vormige houder in bedrijf bevestigbaar zijn tegen de omtrekrand van de 

20 substraatlaag, waarbij de bruggen van de twee U-vormige bonders schamierbaar met elkaar 
zijn verbonden om een zich evenwijdig aan de bmggen uitstrekkende schamieras. 

4. Inrichting volgens conclusie 2 of 3, met het kenmerk, dat het laadmechanisme 
is voorzien van twee U-vormige bonders, waarbij de benen van een eerste U-vormige houder 

25 in bedrijf bevestigbaar zijn tegen de omtrelaand van de beschermende plaat en de benen van 
een tweede U-vormige houder in bedrijf bevestigbaar zijn tegen de omtrekrand van de 

substraatlaag, waarbij de bruggen van de tvvee U-vormige houders zwenkbaar zijn om een 
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5. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de optische scWjf is 
voomen van een substraatlaag en een beschermende plaat, waarbij de substraatlaag twee 
hoofdvlakken en een de hoofdvlakken verbindende omtrekrand omvat, waarbij het 
laadmechanisme is voorzien van ten minste twee roUen, een om de roUen been gelegen 
eindloze band, en een geleidingselement, waarbij in bedrijf de omtrekrand van de in het 
laadmechanisme positioneerbare substraatlaag positioneerbaar is tussen het 
geleidingselement en de eindloze band. 

6. Werkwijze voor het bewerken van ten minste een optische schijf die twee 
hoofdvlakken en een de hoofdvlakken verbindende omtrekrand omvat, waarbij de optische 
schijf in een laadmechaniane omvattende mrichting wordt gebracht. met het kenmerk, dat in 
het laadmechanisme gelegen middelen worden bevestigd tegen ten minste twee op afstand 
van elkaar gelegen posities op de omtrekrand van de optische schijf met behulp waarvan de 
optische schijf in en uit het laadmechanisme wordt gepositioneerd. 

7. Wericwijze volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat de optische schijf is 
voorzien van een substraatlaag en een beschermende plaat die elk twee hoofdvlakken en een 
de hoofdvlakken verbindende omtrekrand omvatten, waarbij het laadmechanisme is voorzien 
van middelen die tegen ten minste twee op afstand van elkaar gelegen posities van de 
omtrekrand van de substraatlaag of van de beschermende plaat worden bevestigd, waama 
met behulp van de middelen de beschermende plaat en de substraatlaag van elkaar wordt" 
gescheiden. 

8. Werkwijze volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat met behulp van de 
middelen de beschermende plaat om een zich evenwijdig aan de hoofdvlakken uitstr«kkende . 
schamieras ten opzichte van de substraatlaag wordt geschamierd. 

9. Werkwijze volgens conclusie 7 of 8, met het kenmerk, dat met behulp van de 
middelen de beschermende plaat om een zich dwars aan de hoofdvlakken uitstrekkende 
zwenkas ten opzichte van de substraatlaag wordt gezwenkt. 

1 0. Werkwijze volgens een der conclusies 7, 8, 9, met het kenmerk, dat met 
behulp van de middelen de substraatlaag ten opzichte van de beschermende plaat in een zich 
evenwijdig aan de hoofdvlakken uitstrekkende richting wordt verplaatst 
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Inricliting voor het bewerken van ten minste een optische schijf die twee 
hoofdvlakken en een de hoofdvlakken verbindende omtrekrand (12) omvat. De inrichting is 
ten minste voorzien van een laadmechanisme (30), waarbij het laadmechanisme is voomen 
van middelen (31 . 32; 33. 34; 36, 37). De middelen zijn in bedrijf bevestigbaar tegen ten 
minste twee op afstand van elkaar gelegen posities op de omtrekrand van de in het 
laadmechanisme positioneerbare optische schijf. 
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